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科学家提出非平面基底表面微加工新方法。 近日，中国科学院大连化学物理研究所副研究员陆
瑶团队与复旦大学教授张炜佳团队合作，在非平面基底表面微加工技术研究中取得新进展。相关
研究结果发表于《生物制造》。

微流控芯片的制造技术是实现其功能、后续应用的基础，主要包含光刻法、三维打印法、机械加
工法等，但上述方法一般难以在非平面基底完成。非平面基底上的微流控芯片制造一直是微加工
领域内的技术难点，往往存在工艺过程复杂、仪器昂贵且表面粗糙度差等缺点。

针对上述问题，该合作团队提出利用切割机制造柔性聚氯乙烯镂空掩膜并结合等离子体处理方式
实现了在不同材质、不同基底形貌形成微米尺度的亲疏水界面。合作团队将上述工艺与液体模具
工艺技术相结合，成功实现了不同形貌基底的聚二甲基硅氧烷微流控芯片制造、细胞图案化等应
用。该过程时间短、操作简单且环境友好，为在不同形貌基底上进行微流控芯片制造、细胞图案
化以及材料表面改性等提供了一种操作简单、便捷及低成本的技术路线。（来源：中国科学报卜
叶 颜世强）

相关论文信息：http://doi.org/10.1088/1758-5090/abd9d8
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